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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Optyczne systemy pomiarowe

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Mechanika i budowa maszyn 2/3

Studia w zakresie (specjalnosg) Profil studiow

Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe ogdlnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc

stacjonarne obieralny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)
15 15
Cwiczenia Projekty/seminaria

Liczba punktow ECTS

2

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:
dr inz. Dawid Kucharski dr inz. Radomir Majchrowski

Zaktad Metrologii i Systemdéw Pomiarowych, Zaktad Metrologii i Systemdw Pomiarowych,
Instytut Technologii Mechanicznej, Instytut Technologii Mechanicznej,

Wydziat Inzynierii Mechanicznej, Wydziat Inzynierii Mechanicznej,
Politechnika Poznarska, Politechnika Poznanska,

ul. Jana Pawta Il 24, ul. Jana Pawta Il 24,

60-965 Poznan. 60-965 Poznan.

Room 129. Room 128.

Email: dawid.kucharski@put.poznan.pl Email: radomir.majchrowski@put.poznan.pl
tel: +48 61 665 3569 tel. +48 61 665 3223

fax: fax. +48 61 665 3595 fax: fax. +48 61 665 3595

Wymagania wstepne
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Podstawowa wiedza z zakresu optyki, fizyki, metrologii technicznej, rysunku technicznego oraz czesci
maszyn.

Cel przedmiotu

Zapoznanie sie z mozliwoscig wykorzystania optycznych systemdéw pomiarowych do oceny doktadnosci
wytwarzania elementéw i narzedzi wykorzystywanych w przemysle maszynowym, samochodowym,
lotniczym czy przetwérstwa tworzyw sztucznych. Pomiary z wykorzystaniem laserowej interferometrii,
holografii i shearografii oraz systeméw Swiatta biatego i fotogrametrii. Zapoznanie sie z metodyka
pomiaréw elementéw, réznych pod wzgledem wymiarowym.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza

Student posiada uporzagdkowang, podbudowang teoretycznie wiedze obejmujacg kluczowe zagadnienia
z zakresu fizyki i metrologii technicznej. Student posiada szczegétowq wiedze w zakresie metrologii i
systemow pomiarowych, obejmujaca istote wspoétrzednosciowej techniki pomiarowej, budowe i zasady
dziatania maszyn wspétrzednosciowych, optycznych systemdw pomiarowych, laseréw. Posiada
poszerzong wiedze z zakresu mechaniki i budowy maszyn.

Umiejetnosci

Student potrafi pozyskiwaé informacje z literatury, baz danych oraz innych wtasciwie dobranych zrédet
(takze w j. angielskim) w zakresie mechatroniki oraz innych zagadnien inzynierskich i technicznych
zgodnych z kierunkiem studiéw; potrafi integrowad uzyskane informacje, dokonywac ich interpretacji, a
takze wyciggaé wnioski oraz formutowad i uzasadniaé¢ opinie. Student potrafi okresli¢ kierunki dalszego
uczenia sie i zrealizowac proces samoksztatcenia. Potrafi formutowac i testowad hipotezy zwigzane z
problemami inzynierskimi i prostymi problemami badawczymi. Student potrafi merytorycznie
debatowac.

Kompetencje spoteczne

Student ma swiadomos$¢é waznosci i rozumienia pozatechnicznych aspektéw i skutkdw dziatalnosci
inzynierskiej, w tym jej wptywu na srodowisko i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci za podejmowane
decyzje. Potrafi wspdtdziatac i pracowaé w grupie, przyjmujac w niej rdzne role.

Metody weryfikacji efektdw uczenia sie i kryteria oceny

Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Wyktad: Zaliczenie na podstawie kolokwium sktadajgcego sie z 4 pytan ogdlnych, przeprowadzonego na
koniec semestru.

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu tresci kazdego
wykonywanego éwiczenia laboratoryjnego oraz sprawozdania z wykonanego éwiczenia, wedtug wskazan
prowadzgcego ¢wiczenia. Zaliczenie laboratorium uzyskuje sie po uzyskaniu pozytywnej oceny ze
wszystkich zaje¢ laboratoryjnych.

Tresci programowe

Wyktad:
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1. Budowa i zasada dziatania laserow pétprzewodnikowych wykorzystywanych w optycznych systemach
pomiarowych.

2. Zjawisko interferencji Swiatta spdjnego, interferometria w metrologii wielko$ci geometrycznych.
3. Podstawy klasycznej holografii, rodzaje holograméw oraz zastosowanie.

4. Podstawy holografii dynamiczne;.

5. Optyczne pomiary chropowatosci i topografii powierzchni.

6. Optyczne wspotrzednosciowe maszyny pomiarowe.

7. Fotogrametria w systemach pomiarowych.

8. Optyczne skanery wspotrzednosciowe.

Laboratorium:

[EY

. Cyfrowa mikroskopia holograficzna.

N

. Interferometria laserowa w pomiarach tekstury powierzchni.

w

. Nieniszczace badania materiatéw — holografia, shearografia.

SN

. Algorytmy analizy danych we wspétczesnych, optycznych systemach pomiarowych.

Ul

. Optyczne wspétrzednosciowe maszyny pomiarowe.

(o)}

. Fotogrametria w systemach pomiarowych.

~

. Optyczne skanery wspotrzednosciowe.
Metody dydaktyczne

Wyktad: prezentacja multimedialna, prezentacja ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy,
dyskusja i analiza problemdw.

Cwiczenia laboratoryjne: ¢wiczenia praktyczne, dyskusja, praca w zespole.
Literatura

Podstawowa
1. K. Patorski, M. Kujawinska, L. Satbut, Interferometria laserowa z automatyczng analizg obrazu, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

2. B. Zietek, Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, 2005.

3. E. Ratajczyk, Wspdtrzednosciowa technika pomiarowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa, 2005
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4 R. Leach, Optical Measurement of Surface Topography, R. Leach, Ed., Springer Science & Business
Media, Berlin, Heidelberg (2011) [d0i:10.1007/978-3-642-12012-1].

5. T. Luhmann: Close Range Photogrammetry. Principles, techniques and applications. Whittles
Publishing, 2011, ISBN for CD 978-184995-057-2, Print edition 978-1870325-50-9

Uzupetniajaca
1. W.E. Williams, Applications of interferometry, Methuen's monographs on physical subjects,1950.

2. R.W Cambpell, F.M. Mims, Semiconductors lasers, Howard W. Sams.
3. Th. Kreis, Handbook of Holographic Interferometry: Optical and Digital Methods, 2005.

4. R. Leach, Characterisation of Areal Surface Texture, Springer Science & Business Media (2013)
[d0i:10.1007/978-3-642-36458-7].

5. S. Adamczak, Pomiary geometryczne powierzchni, zarysy ksztattu, falistos¢ i chropowatos¢, WNT,
Warszawa, 2008

6. Z. Humienny i inni, Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa, 2004

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 50 2,0
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 32 1,5
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 18 0,5
zajeé laboratoryjnych, przygotowanie do kolokwiéw/egzaminu)?

! niepotrzebne skreéli¢ lub dopisa¢ inne czynnosci



